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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成23年5月12日(2011.5.12)

【公表番号】特表2011-510315(P2011-510315A)
【公表日】平成23年3月31日(2011.3.31)
【年通号数】公開・登録公報2011-013
【出願番号】特願2010-543536(P2010-543536)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｊ   3/46     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｊ   3/46    　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成23年3月25日(2011.3.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　三次元物体（２）の空間比色測定装置であって、
　前記空間比色測定装置は、検出ヘッド（４）と処理装置（８）を有し、
　前記検出ヘッド（４）は、
　物体照明装置（１４）と；、
　前記三次元物体（２）からの反射光を検出する少なくとも４つの検出装置（１６）と
を備え、
　前記処理装置（８）は、前記検出装置（１６）が受信したデータを処理し、
　前記検出装置（１６）のうちの少なくとも２つは、互いに同じ光波長範囲に高感度なペ
ア検出装置（１６ｃ，１６ｅ）であり、
　前記処理装置（８）は、前記ペア検出装置（１６ｃ，１６ｅ）が検出した情報を立体計
算することによって、前記三次元物体（２）のそれぞれの分析点の空間座標を決定する空
間座標決定処理と；
　前記分析点ごとの比色を決定する比色決定処理と；
　それぞれの前記分析点の前記比色が前記分析点の空間位置に基づき決定されるように、
前記三次元物体（２）の比色地図を決定する比色地図決定処理と
を実行するように構成されていることを特徴とする、三次元物体の空間比色測定装置。
【請求項２】
　それぞれ前記ペア検出装置（１６ｃ，１６ｅ）は、少なくとも１つのマトリクス光セン
サ（１６ｅ）に関連するペアフィルタリング部材（１６ｃ）を有する、
　請求項１記載の空間比色測定装置。
【請求項３】
　前記マトリクス光センサ（１６ｅ）は、前記ペアフィルタリング部材（１６ｃ）からの
光線を受信する幾つかの領域に分割されている、
　請求項２記載の空間比色測定装置。
【請求項４】
　前記マトリクス光センサ（１６ｅ）は、ＣＭＯＳセンサである、
　請求項３記載の空間比色測定装置。
【請求項５】



(2) JP 2011-510315 A5 2011.5.12

　それぞれ前記ペア検出装置（１６ｃ，１６ｅ）は、緑色の波長範囲に等しい１つの波長
範囲に高感度に構成されている、
　請求項１～４何れか一項記載の空間比色測定装置。
【請求項６】
　前記検出装置（１６）のうちの２つは、第１主要検出装置（１６ｂ）と第２主要検出装
置（１６ｅ）であり、
　前記第１主要検出装置（１６ｂ）は、青色の波長領域範囲に高感度であり、
　前記第２主要検出装置（１６ｅ）は、赤色の波長領域範囲に高感度に構成されている、
　請求項１～５何れか一項記載の空間比色測定装置。
【請求項７】
　前記照明装置（１４）は、中央光源（１４ａ）であり、
　前記検出装置（１６）は、前記中央光源（１４ａ）の周囲に配置されている、
　請求項１～６何れか一項記載の空間比色測定装置。
【請求項８】
　前記照明装置（１４）は、前記検出装置（１６）の周囲に配置された環状照明光源（１
４ａ）である、
　請求項１～６何れか一項記載の空間比色測定装置。
【請求項９】
　前記空間比色測定装置は更に、前記検出ヘッド（４）を覆う蓋としての所定深さのエン
ドカバー（２０）を有する、
　請求項１～８何れか一項記載の空間比色測定装置。
【請求項１０】
　三次元物体（２）の空間比色測定方法であって、前記空間比色測定方法は、
　分析される予定の前記三次元物体（２）を照らすために、光線を放射する放射ステップ
と；
　前記三次元物体（２）からの反射光線を、少なくとも４つの検出装置（１６）によって
受信する受信ステップと；
　前記検出装置（１６）が収集した光情報を、処理装置（８）に転送する転送ステップと
を有し、
　少なくとも２つの前記検出装置は、互いに同じ光波長範囲に高感度のペア検出装置（１
６ｃ，１６ｅ）であり、前記空間比色測定方法はさらに、
　前記ペア検出装置（１６ｃ，１６ｅ）が検出した情報を立体計算することによって、前
記三次元物体（２）のそれぞれの分析点の空間座標を決定する空間座標決定ステップと；
　前記分析点ごとの比色を決定する比色決定ステップと；
　それぞれの前記分析点の前記比色が前記分析点の空間位置に基づき決定されるように、
前記三次元物体（２）の比色地図を決定する比色地図決定ステップと
を有することを特徴とする、三次元物体（２）の空間比色測定方法。
【請求項１１】
　前記空間比色測定方法は更に、
　事前に前記検出装置（１６）を較正する較正ステップを有する、
　請求項１０記載の空間比色測定方法。
【請求項１２】
　前記処理装置（８）は、反復計算によって、前記検出ヘッド（４）に対する複数の分析
点の相対位置を決定する、
　請求項１０または１１記載の空間比色測定方法。
【請求項１３】
　前記処理装置（８）は、立体知覚によって、それぞれ前記分析点と前記検出装置（１６
）の間の距離を判定する、
　請求項１２記載の空間比色測定方法。
【請求項１４】
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　前記処理装置（８）は、前記分析点において、前記三次元物体（２）の表面の法線座標
を決定する、
　請求項１２または１３記載の空間比色測定方法。
【請求項１５】
　前記反復計算は、エンドカバー（２０）の端部と、前記検出装置（１６）との間の距離
に対応する最小深さと、最大深さとの間で遂行される、
　請求項１２～１４何れか一項記載の空間比色測定方法。
【請求項１６】
　前記反復ピッチは、前記最小深さに対応する画素の、範囲寸法に等しい、
　請求項１２～１５何れか一項記載の空間比色測定方法。
【請求項１７】
　前記処理装置（８）は、前記分析点のうち、較正によって予め定めた値を超える比色値
の強度を有する分析点を破棄する、
　請求項１０～１６何れか一項記載の空間比色測定方法。
【請求項１８】
　前記空間比色測定方法は更に、
　比較検討した複数の前記分析点の比色座標を、前記分析点の位置に従って算出する算出
ステップを有する、
　請求項１３～１７何れか一項記載の空間比色測定方法。
【請求項１９】
　それぞれ前記分析点の比色座標は、双線形内挿によって調整される、
　請求項１３～１８何れか一項記載の空間比色測定方法。
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